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Titel der Erfipdung

Digitale interferentiells Vorrichtung, insbesonderse zur
Prifung von WegmeSwandlern. ‘

Anwendungsgebiet der Erfinduag

Das ﬁorliegende Prifgerat dient vorzugsweise der Ermittlung
der Fehler von WegmeB3wandlern. Insbesondere induktive Weg-
meBwandler werden in den mechanischen Fertigungsbereichea
~der Industrie sehr hiufig eingesetzt, da.sie sich durch
geometrische ‘Kleinheit auszeichnen und hinsichtlich MeB-
bereich und AuflOsungsvermdgen den vielfadltigsten Aufgaben
leicht angepallt werden konnen. Dariiber hinaus kbnnen mit
dem Prifgerdt auch alle anderen MeBgerdte der Léngenmeﬁ»
technik hinsichtlich ihrer Fehler uUberprift werden, wobel
die einzige Beschrankung die GroBe des Mgﬁbéreiches das je=~
weils zu priifenden MeBgerites darstellt, der < 100 mm
sein sollte. SchlieBlich ist es auch mdglich, das Prif-
gerat als digitales Positioniersystem zu verwenden, wobel
esS gegenlber anderen Positioniersystemen den Vorzug hdéchster
Genauigksit und Feinfihligkeit bei groBem MeBbereich

<100 nm heat.

Charakteristik der bekannten technischen ISsungen

Nach (Werkstatt und Bebtrieb, 93. Jahrg. 1960, H. 6; .Zeit-
schrift fir Instrumentenkunde 70, Jahrg. 1962, H. 12 und
75, Jahrg. 1967, B. 12) sind Prifgerate fir WegmeBwandler



bekannt, denen folgerde Merkmale gemeilnsam sind: Es ist
eln WegmeBsystem vorhanden, das mit dem ¢astbolzen des zu
_prufenden WegmeBwandlers gekoppelt ist. Der zu prifende
WegmeBwandler ist im Priifgerdt fest eingespannt und es ist
eine Einrichtung zui feinfiilhligen Wegvorgabe vorhanden, die
mit dem Tastbolzen gekoppelt ist. Mit den Einrichtungen zur
Wegvorgabe wird der MeBbereich des zu prifenden Wegmel-
wandlers schrittweise durchfahren und bel jedem Schritt die
Differenz der von beiden WegmeBsystemen angezeigten Wege
ermittelt, die gleich dem Fehler des zu prﬁfenden Wegnel—
wandlers ist. Damit missen die Fehler des dem Prifgerat
eigenen WegmeBsystems etwa um eine Zehnerpotenz kleiner
sein als die Fehler des WegmeBsystems des zu prifenden Weg- .
me8wandlers. Diese Forderung kann nur von interferentiellen
MeBsysfemcn erfiillt werden, weshalb in den bekannten Pruf-
gerdten und in der vorliegenden Erfindung ausschlieBlich
Interferometer zur Wegnessung verwendet werden.

In den bekannten Prifgerdten werden im Gegensatz zu der
vorliegénden Erfindung Fizeau- bzw. Zweistrablinterfero-—
meter mit zwei ebenen Spiegeln verwendet. Bei einer der-
arbtigen Ausfiithrung des Interferometers mul der bewegliche
Spiegel wéhrehd der Wegvorgabe exakt parallel zu sich ver-
schoben werden, da sich sonst Richtung und Abstand der
Interferenzstreifen dndern. Dadurch werden hohe Anfor-
derungen an die komstruktive und technologische Ausfiihrung
der Flihrung des beweglichen Spiegels gestellt.

Der vom béweglicnen Spiegelvdes Interferometers zurlckge-
legte Weg ergibt sich aus der Anzahl der im Bildfeld vor-
beigewanderten hellern und dunklen Interferenzstreifen., In
bekannten Prifgerdten erfolgt die Registrierung dieser
Ordaungsédnderungen visuell. Das erfordert eine erhohte
Konzentrationsfahigkeit der Bedienpersoa und schrankt.zu~
gleich die maximale Vorschubgeschwindigkeit der wegvorge-
benden Einrichbtung stark ein. T
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Die Fehlerkurve eines Wegrelwandlers ergibt sich aus der
Differenz der von beiden WegmeDsystemen angezeigten Wege
am Ende jeden Schrittes. Besonders giinstig ist es, wenn
die zwischen diesen Schritten liegenden Wege gleich groB

- sind. Bei den bekannten Priifgeréten ist das exakte Ein~
halten eines konstanten Schrittabstandes nicht mdglich,

da die Feinfihligkeit der wegvorgebenden Baugruppen in-
folge mechanisch ineinandergreifender Teile,des unvermeid-
lichen Spiels in Lagern und gegenseitviger Reibung zwischen
metallischen Flachen die prédzise Positionierung der wegvor-
gebenden Einrichtung auf einen bestimmten Punkt nicht er-
laubt.

In den bekannten Prifgerdten sind keine MaBnahmen vorge-
sehen, die den FinfluB der Temperatur auf die Langen-
dnderung der im MeBkreis liegenden Materialien - vorwiegend
Stahl - berlicksichtigen. Da die unmittelbare Nihe der Be-
dienperson am Gerdt durch die visuelle Registrierung der
Ordnungsanderungen erzwungen wird, ist mit einer Erwdrmung
der Stahlstrecken zu rechnen, die zusidtzlich durch das
zeitlich aufwendige Verféhren der Auswertung beglinstigt
wird.

Die wegvorgebenden Einrichbtungen der bekannten Prifgerite
sind entweder mechanisch oder mechanisch/hydraulisch.
Bedingt durch die visuelle Registrierung der Ordnungs-
dnderungen missen sie im gesamben Bewegungsbereich relativ
feinfuhlig sein, so daB mit derartigen Beweguugssystemen
eine Beschleunigung des Priifablaufs, wobei die Wegstrecke
zwiscihen den Endpunkten eines Prifschrittes.schnell durch-
laufen wird und nur die Endpunkte mit einer feinfihligen
wegvorgebenden Baugruppe eingestellt werden, nicht mdglich
isv®.

L )
Z2iel der Erfindung

zZiel der Erfindung ist es, durch ein hochgenaues Melver-
fanren die Prufung von WegmeBwandlern mit hdchster Auf-



losung, dohe Skalenwerten = 0,005 um, und mit minimalem
Zeitaufwand zu ermdglichen. Die Uberpriifung der Anzeige
der WegmeBwandler erfolgtvan'diskreten Punkten - im fol=-
genden als Prufstellen bezeichnet -~ innerhalb des MeB-
bereiches, die mit hoher Feinfiihligkeit und kleiner MeB-
unsicherheit eingestellt werden. Damit ist eine Steigerung
der Genauigkeit des Priifergebnissés gegeniiber bisher ver—
wendeten Methoden, z. B. der des Tangenslinesls, um zwel
Zehnerpotenzen gegeben. Weiterhin bestehen aufgrund des

im Priifgerdt verwendeten digitalen Melverfanrens alle
Moglichkeiten zur Automatisierung des MeBablaufes bis hin
zur automatischen Ermittlung der gewlinschten Fenler und
deren Ausgabe durch Drucker bzw. grafischer Wiedergabe,

z. Be in Form einer Fehlerkurve, Die Automatisierung des
Prifablaufes hat weiterhin 'zum Vorteil, daB der Prifablauf
sehr schnell vonstatten gehen kann und so der Einflul sich
wihrend dieser Zeit dndernder Umweltbedingungen auf das

_ Priifergebnis minimal wird.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die iufgabe zugrunde, eine digitale
interferentielle Vorrichtung, insbesondere zur Prufung

von induktiven WegmeBwandlern zu schaffen, dile die Er-
mittlung der Fehler dieser MeBgerdte, z. B. des Linearitats-
fehlers und der Hysbterese, ermoOglicht. '

Die Erfindung beseitigt die Nachteile der bekannten LOsungen,
GaB sich z. B. bei der Erzeugung der Wegvorgabe fur den zu
priifenden WegmeBwandler der Keilwinkel zwischen dea Inver-
ferometerplatten dndert oder eine hochgenaue Fihrung ZUur
Bewegung des Laufspiegels erforderlich ist oder durch das
gewdhlte Prinzip zur Erzeugung der Wegvorgabe diese ent-
weder sehr feinfiihlig und damit auf einen kleinen MeRbereich
beschriankt ist oder bei Auslegung fir einen grdéBeren leB-
bersich an Feinfihligkeit einbiB% oder am Beispiel des
Tangenslineals das Abbe’sche Prinzip vérletzt'wird und da=-
durch fir die genannte Aufgabe zu groBe MeRfshler entstehen,



~ oder die Messung der Auswanderung der Interferenzstreifen
optisch=-visuell vorgenommen werden muB, wodurch hohe An-
forderungen an die Konzentrationsfihigkeit der Bedien-
person gestellt werden, subjektive Fehler unvermeidbar sind
~und der MeBvorgang viel Zeit in Anspruch nimmt.

ErfindungsgemdB wird die Aufgabe dadurch geldst, daB fir die
Wegvorgabe’zwei getrennte Baugruppen verwendet werden, von
denen die eine die Grobverstgllung und die andere die Fein-
verstellung ausfihrt, die beide in Reibe zueinander ange-
ordnet sind und die Feinverstellung einen Ralimen tragt, an
dem eine Koppelstelle ausgebildet ist, mit der die von die-
sen Baugruppen erzeugte Wegvorgabe auf den Tastbolzen des
zu prifenden WegmeBwandlers ibertragen wird, der an drei
Sdulen, die ein Gestell bildeﬁ, rgunfest angeordnet ist

und jenséits der XKoppelstelle zwischen Tastbolzen und
Rahmen, gemdBl dem Abbe'schen Prinzip, in minimalem Abstand
von dieser Koppelstelle sich das Lauftripelprisma des In-
terferometers befindet und ebenfalls in minimalem Abstand
zum Lauftripelprisma die raumfesten Bauteile des Inter-
ferometers, der Strahlenteilungswiirfel und das Referenz-
tripelprisma angeordnet sind. Die Grobverstellung wird
rotatorisch durch eine Schnecke (Schneckenradkombination)
angetrieben. Auf der Achse des Schneckenrades befindet sich
ein zentral angeordnetes Antriebsritzel, das drei an seinem
Umfang im gegenseitigen Winkelabstand von 120°,angeordnete
gleiche Zahnréder antreibt. Die Achsen dieser Zahnrider
sind in einer Gewindemutter gelagert, so dalB sich eine
translatorische Abtriebsbewegung ergibt. ‘

Die Feineinstellung besteht aus drei im gegenseitigen Win-
kelabstand von 120° angeordneten Stdben aus einem piezo-
elektrischen Material, dsren Lange sich beim Anlegen einer
elektrischen Spannung dndert. Bei der Prifung eines Weg-
medwandlers wird die von der Grob- und Feinverstellung er-
zeugte Wegvorgabe Uber uen Rahmen und die Koppelstelle auf
den Tastbolzen des raumfest eingespannten WegmeBwandlers
Ubertragen. Diese Wegvorgabe wird gleichzeitig interfero-



mebrisch gemessen und die Zahlung der Ordnungsanderungen
erfolgt fotoelektrisch. Die an den Prifstellen auftretende
Differenz zwischen dem vom zu prifenden WegmeBwandler ange-
zeigten Weg und dem interferometrisch bestimmten Weg ergibt
den Fehler des zu prifenden WegmeBwandlers. Die Grobver-
stellung ermdgzlicht den schnellen Ubergang zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Prufstellen, deren Abstand je nach dem
MeBbereich des zu priifenden WegmeBwandlers bis zu mehreren
Millimetern betragen kann. Die Lage der Prifstellen ist als
Anzahl der Inkrementalschritte des vom Interfercmeter ge-
steusrten Vor-Riuckwarts-Zahlers bekannt. Die Untersetzung
der Grobverstellung ist so ausgelegt, dal man das Lauf-
tripelprisma bis auf einen Inkrementalschritt,der sz ent-
spricht, an die Prifstelle heranfahren kann. Um das Lauf-
tripelprisma exakt an der Priifstelle zu positionieren, wird
auf die Feinverstellung umgeschaltet, indem die an den
piezoelektrischen Stéaben anliegende Gleichspannung so lange
geregelt wird, bis die Prifstelle erreicht ist. Indem die
Wegvorgabe von zwel in Reihe zueinander angeordneten und
unabhingig vonelnandexr zu betétigeﬁden Baugruppen ausge-
fihrt wird, ergibt sich ein schneller Ablauf des gesamtéh
Prifverfahrens bei gleichzeitiger Wahrung der Feinfﬁhligkei%
des Einfanges der Prifstellen innerhalb des gesamten MeB-
bereiches und unabhingig von der GroBe des MeSbereiches.

Das Interferenzbild besteht aus hellen und dunklen Streifen
und wird von vier fotoelektrischen Empféangern abgetastet,
die Jeweils um 900 phasenverschoben zuelnander angeordnst
sind, weann dem Ordnungsabstand die Phase 3600 zugeordned
wird. Jeweils zwel Empféanger, die einen gegenseitigen Ab-
stand vom 180° besitzen, sind in Differenz zusammenge~ _
schaltet und bilden ein Paar. Durch dieses Prinzip der Ab-
tastung eines Abtastpunktes durch zweli Empfanger erhidlt

man die doppelte fotoelextrische Bmpfindlichkelt, die welt-

gehende Eliminierung des Gleichspannungsanteils und des Bin-
\flusses"von sich &ndernden Eigenschafiten der Empfianger.
Beide Empfiéngerpaare erzeugen zwei um 90° phasenverschobens
Abtastpunkte, die in bekzanter Weilse die vorzeichenrichtige

Oy



Registrieruﬁg der Ordnungsénderungen des Interferenzbildes
ermoglichen, Welterhin wird das verstidrkte Analogsignal des
ersten Abtastpunktes an ein analog anzeigéndes MeBinstru-
ment mit Nullpunkt in MeBbereichsmitte gelegth, das bei
Zelgerstellung Null signalisiert, daB sich ein heller oder
dunkler Streifen—des Interferenzbildes symmetrisch zu diesem
Abtastpunkt befindet. Diese Symmetrielagen sind die bereits
erwahnten Prufstellen, an denen die Uberprifung der Anzeige
der zu prifenden WegmeBwandler erfolgt.

Um Fehler zu vermeiden, muBl gesichert sein, dad fir simt-
liche Prufstellen nur die Symmetrielage eines hellen oder
eines dunklen Streifens herangezogen wird. Zu diesem Zweck
wird das verstirkte und getriggerte Ausgangssignai des
zweiten Abtastpunkies herangezogen, das eine Maximum-Mini-
mum~-Signalisiereinrichtung steuert, die signalisiert, zu
welchem der beiden Extremwerte des Interferenzbildes der
erste Abtastpunkt gerade in Koinzidenz steht.

Ein weiterer Vorteil der BErfindung ist darin zu sehen, da8
durch die Verwendung von kippinvarianten Tripelprismen zur
Strahlreflexion und eines Strahlenteilungswirfels, an dem
Oberfléchenspiegél fest angesprengt sind, die zueinander
denjenigen Keilwinkel bilden, der fir die Zrzeugung. des
notwendigen Interferenzstreifenabstandes erforderlich ist,
eine fehlerverursachende Anderung des Ordnungsabstandes der
Interferenzstreifen nicht stattfinden kéﬁn, daBb durch die
Anordnung des Interferometers in minimalem Abstand zun
Tastbolzen des zu prifenden Wegmeﬁwandlers gine eventuelle
Temperaturausdebnung der gzwischen der Grundplatte des Prif-
gerdtes und dem Interferometer liegenden Baugruppen und
Materialien, in erster Linie der Grob~ und Feinverstellung,
des Rahmens und desjenigen Teiles des zweigeteilten Ge-
stells, das sich zwischen Grundplatte und Zwischenplatte
befindet, keinsrlei Auswirkungen auf das MeBergebnis hat,
daB dlejenige Strecke des Gestells, die zwischen der Be-
Testigung des Interferometers und der Zinspannung des
Priflings liegt und in der sich langeninderungen infolge



Temperatur fenlerhaft auswirken konnen, aus einem Material
mit minimalem Ausdehnungskoeffizienten, z. B. ‘Invar, ge-
fertigt ist und daB durch die Aufteilung in zwei wegvor=-
gebende Baugruppen der Prifbereich relativ grol sein kann
und dennoch kein Verlust an Feinfuhligkeit entsteht.



Ausfihrungsbeispiel

Die Erfindung soll anhand eines Ausfiihrungsbeispiels er-
liutert werden. In den zugehOrigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: Gesamtaufbau der Vorrichtung
Pig. 2: Auswerteschaltung
Figs 3: Signalgewinnung

Entsprechend Fig. 1 sind auf einer Grundplatte 4 die Grob-
verstellung 8 und das hier aus S&ulen bestehende Gestell 2
fest angeordnet. Die Grobverstellung triégt eine Feinver—
stellung 9, an der der Rahmen 10 befestigt ist, der die von
der Grob- und Feinverstellung vorgegebene Weginderung iber
das Koppelelement 12 auf den Tastbolzen 21 des zu priifenden
WegmeBwandlers 4 ilbertrédgt, der in der gestellfesten Ab-
schlulplatte 3 fest eingespannt ist. Jenseits der Koppel-
stelle zwischen Rahmen und Tastbolzen ist auf der durch

die Achse des zu prifenden WegmeBwandlers vorgegebenen
Geraden in minimalem Abstand zum Tastbolzen das Lauftripel-
prisma 11 des Interferometers im Rahmen fest angeordnet.
Gegenilber diesem Lauftripelprisma‘befinden sich in eben-~ .
falls minimalem Abstand die raumfesten Baubeile des Inter-
ferometers, der Strahlenteilungswirfel 6 und das Referenz-—
tripelprisma 7 auf einer Interferometer-Grundplatte 22, die
Uber die Zwischenplatte 5 gestellfest angeordnet ist.

£

Die fir das interferometrische MeBverfahren erforderliche
monochromatische Strahlung wird von einem He-Ne-Laser er-
zeugt, der in der Figur nicht dargestellt ist, erfdbrt in
einem Teleskop eine Aufweituﬁg und gelangt Uber einen Um~
lenkspiegel 23 in den Stranlenteilungswirfel, wo sie in
MeBstrahl und Referenzstrahl aufgeteilt wird. Der MeB-
strahl gelangt in das Lauftripelprisma 11 und wird von
diesen auf den am Strahlenteilungswirfel fest angesprengten
Oberflichenspiegel 24 umgelenkt und von hier in das Lauf-
tripelprisma zurlickreflsktiert, von wo er wieder zuriick '

3

zur

F

ellungsschicht gelangt und sich mit dem Referenz-
strahl wisdervereinigt, nachdem dieser den analogen Weg
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durch das Referenztripelprisma durchlaufen hat. Durch die
Wiedervereinigung beider Strahlen entstent das Interferenz-
bild. Dieses Interferenzbild wird, wie in Figur 3 darge- |
stellt, von viér fotoelektrischen Empféngern 26, 27, 28 und
29 abgetastet. Diese Empfénger sind im Interferenzbild um
jewells 900 versetzt angeordnet, wenn man dem Ordnungsab-
stand den Winkel 360° zuteilt. Jeweils zwei dieser Empféanger
sind in Differenz zusammengeschalbet, némlich 26 mit 28 und
27 mit 29 und bilden zwei Parchen, dle zwel Abtastpunkte
reprisentieren, die um 900 gegeneinander phasenverschoben
sind und die vorzeichenrichtige Zahlung der Ordaungsénde-
rungen gestatten. Die Kontrolle der Anzeige des zu prifen-
den WegmeBwandlers mit dem interferometrisch ermittelten
Weg erfolght innerhalb des Mebbereiches an einer bestimmten
Anzahl gleichverteilter Priifstellen PO, Pq, P2 usw. Diese
Priifstellen sind dadurch gekennzeichnet, daB sich das
Empfidngerpaar 26, 28 symmetrisch zu einem hellen oder dunk-
len Streifen des Interferenzbildes befindet, In Figur 3

ist diese Symmetrielage fir einen dunklen Streifen darge-
stellt., Das verstirkte Differenzsignal dieses Pirchens wird
gemdB Figur 2 an ein analog anzelgendes MeBinstrument 15 |
nit Nullanzeige in MeBbereichsmitte gelagh, so dab sich fur
dieses MeRinstrument in der erwdhnten Symmetrielage die An-
zeige Null ergibt. Das ist das Kriterium, daB sich das
Lauftripelprisma des Inberferometers an elner Priifstelle
befindet. Un FPehler zu vermeiden, muB gesichert sein, daB
bei allen Priifstellen die gleiche Symmetrielage, d.n. ent-
weder ein heller oder ein dunkler Streifen, an dem Emp-
fangerpaar 26, 28 vorliegt. Diese Aussage ergibt sich aus
dem verstirkten und getriggerten Differenzausgangssignal
des Piarchens 27, 29, dem gemiB Figur 2 eine Maximum- Mini-
mum-Signalisiereinrichbung 13 nachgeschaltet ist, die sig-
nalisiert, zu welchem der beiden Extremwerte das Bupfanger~-
paar 26, 28 in Koinzidenz steintb.

Nach Figur 1 wird die Grobverstellung 8 durch die Schnecke
30 angetrieben, dis mit dem Schneckenrad 37 im Bingriff
stent. Auf derselben Achse mit dem Schneckenrad sitzT das



- zentral angeordnete Antriebsritzel 19, das mit drei im ge-
genseitigen Winkelabstand von 120° angeordneten Zahnridern
18 im Bingriff steht. Die Achsen dieser drei Zahnrider sind

iber eine bestimmbe Liange als Gewindespindeln 17 ausgefiihrt,

die in eine Gewindemutter 32 eingreifen. Wird iber die
Schnecke eine Drehbewegung eingeleitet, so wird diese in
der Schnecke/Schneckenradkombination 30/31 und in der Zahn=-
radkombination 19/18 insgesamt 100:1 untersetzt als Dreh-
bewegung an den Gewindespindeln 17 wirksam, derzufolge
diese eine translatorische Bewegung in Richtung inrer Achse
ausilhren kanh und dabei die Verschiebeplatte 16 mitbewegt
wird.

Die Feinverstellung ist auf der Verschiebeplatte 16 guf~
gebaut. In einer elektrisch isolierenden Fassung sind drei
Stabe 20 aus einem plazoelpktrlschan Material im gegen-
seitigen Winkelabstand von 120° angeordnet. Diese Stibe
sind in Parallelschaltung an eine Gleichspannungsquelle

mit regelbarer Spannung angeschlossen und beim Regeln
dieser Spannung tritt eine Anderung der Lénge der Stibe auf.

Durch die gﬁastige'Anordnung zwischen wegvorgebendén'Bau-
gruppen, Interfercmeter und dem zu prifenden WegmebBwandler
wurde erreicht, daB Dilatationen der btrahlSurEC&ﬂ in-
folge Anderung der Ungebungstemperatur des P;u;gerates
weltgehend kompensiert werden. Eine Ausnahme stellt die
Strecke im Gestell zwischen AbschluBplatte und Zwischen-
platte dar. Um diesen Fehler S50 gering wie mdglich zu hal-
Ten, ist das Gestell zwelgeteilt, wobei die Schrittstelle
in HOhe der Zwischenplatte lievt. Der Teil des Gestells
zwischen Gruadplatte und Zw1scnenpla e kann aus Stahl

mit beliebigem Ausdehnungskoeffizienten gefertigt werden,
aber der Teil des Gestells zwischen Abschlufiplatte und

- Zwischenplatte wird aus einem Material mit mlnlmalen Aus-
dehnun““doe1f1z1enuen, Z. B. Invar, hergestellt. Die Ver-
bindung des zweigeteilten Gestells wird als Predverbindung
ausgefihxt. '

i
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Erfindungsanspruch

Digitale interferentielle Vorrichtung, insbesondere zur )
Prifung von WegmeBwandlern, bestehend aus Laser-Beleuchtungs-
einrichtung, fotoelektrischem Interferometer und mechanisch-
elektrischen Baugruppen, dadurch gekxennzeichnet, daBl an einer
Grundplatteb(ﬂ) ein Gestell (2) und eine Grobverstellung (8)
befestigt sind, wobei die Grobverstellung (8) in Kontakt ist

mit einer Verscalebeplatte (19), die von drei auf einem Kreis
im gegenseitigen Winkelabstand von 120° angeordneten Ge-
windespindeln (17) getragea ist und auf den Achsen jeder
dieser Gewindespindeln gleiche Zahnrader (18) befestigt sind,
die mit einem zentralen Antriebsritzel (19) gleichzeitig im
Bingriff sind, daB zu der Grobverstellung (8) in Reihe eine
Feinverstellung (9) angeordnet ist und die Feinverstellung
(9) mit der Verschiebeplatte (16) verbunden ist und drei

auf einem Kreis im gegeﬁseitigen Winkelabstand von 120° an-
geordnete Stidbe (20) aus einem piezoelekbtrischen Material
enthalt, die einen Rahmen (10) tragen, der lber ein Koppel-
element (12) mit dem in einer gestellfesten Abschluilplatte
(3) eingespannten und zu prifenden WegmeBwandler (4) ge-
koppelt ist, daB eine gestellfeste Zwischenplatte (5) vor- |
banden ist und sich zwischen AbschluBplatte (3) und Zwischen-
platte (5) ein wegmessendes Interferometer (6,7,11) be-
findet, das in minimalem Abstand zu dem zu prifenden Weg-
meBwandler (4) angeordnet ist, indem das Lauftripelprisma
(11) bezliglich des Koppelelementes (12) gegeniiber dem zu
priifenden WegmeBwandler (4) im Rahmen (10) befestigt ist

und sich der Strahlenteilungswiirfel (6) bezliglich des Lauf=-
tripelprismas (11) und des Referenztripelprismas (7) in
minimalem und gleichem Abstand befindet, dal an der Zwischen-
platte (5) die Interferometer-Grundplatte (22) befestigt

ist, auf der die raumfesten Bauteile des Interfercmeters,
Strahlenteilungswirfel (&) und Refereanztripelprisma (7)
angeordnet sind und diese Interferometer-Grundplatte (22)
aus‘Kééselglas besteht, ‘dal das Gestell (2) aus drel im
gegenseitigen Winkelabstand von 120° angeordneten Saulen
besteht, die in HOhe der Zwischenplatte (5)‘zwéigeteilt
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sind und der zwischen Grundplatte (1) und Zwischenplatte
(5) und der AbschluBplatte (3) sich befindliche Teil der !
Séulen aus. einem Material mit minimalem Ausdehnungsko=-

~ effizienten, z. B. Invar, hergestellt ist und die Zwischen-
platte (5) an der Verbindungsstelle der beiden Teile der
Sdulen in das Gestell (2) eingefiigt ist, daB das Ausgangs-
signal des fotoelektrischen Empféngerpaares (26,28) auf
ein analog anzeigendes MeBgerdt mit Nullpunkt in Me3-
bereichsmitte gelegt ist und das Ausgangssignal des foto-
elektrischen Empfingerpaares (27,29) an einen Verstirker
(14+1) und einen Trigger (14.2) gelegb ist und diesem

eine Maximum-Minimum-Signalisieneinrichtung (13) nach-
geschaltet ist.
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